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377893-2026 - Procedura konkurencyjna

Szwajcaria — Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjatkiem szklanego) — Integrierter
UHV-Cluster fiir gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von Diinnschichten
OJ S 104/2026 02/06/2026

Ogtoszenie o zamowieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy

Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: ETH Zurich - Abt. Procurement & Export Services
E-mail: publictender@ethz.ch
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego
Sektor dziatalnosci instytucji zamawiajgcej: Edukacja

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Integrierter UHV-Cluster fur gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von
Dunnschichten
Opis: Das Laboratorium fur Anorganische Chemie der ETH Zurich plant die Beschaffung eines
integrierten UHV-Clusters fur gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von
Heterostrukturen aus Oxid- und Metallschichten. Das System soll die Materialsynthese auf
Oxidsubstraten mit einer Flache von bis zu 10 x 10 mm2 ermdglichen. Es soll aus einer PLD-
Kammer, einer Sputterkammer, einer zentralen UHV-Transferkammer und einer
Schleusenkammer fur den Austausch von Proben und PLD-Targets bestehen, ohne die
Prozesskammern zu beliften. Alle Kammern mussen Basisdriicke unter 1 x 10-7 mbar
aufweisen. Die PLD-Kammer muss mit einem KrF-Excimerlaser und in-situ Hochdruck-
RHEED ausgestattet sein und fur routinemassiges epitaktisches Oxidwachstum bei hohen
Temperaturen um 1100 °C geeignet sein. Die Sputterkammer muss DC- und RF-
Magnetronsputtern von Metall- und Oxidschichten ermdglichen, einschliesslich reaktivem
Sputtern in Ar/O#-Atmospharen, mit Substratheizung bis mindestens 700 °C unter
Verwendung eines Probentragersystems, das mit der PLD-Kammer kompatibel ist. Das
System muss den Probentransfer zu einem externen UHV-Transferkoffer ermoglichen und
UHV-kompatible Ports fir die zuklnftige Erweiterung des Clusters vorsehen. Flr weitere
Details siehe Spezifikationsdokument.
Identyfikator procedury: 13dcfc3d-4f30-4783-ab35-fef4567ee680
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamowienia: Dostawy
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 38000000 Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjgtkiem
szklanego)

2.1.2. Miejsce realizacji
Miejscowos¢: Ziurich ETH Honggerberg
Kod pocztowy: 8093
Podpodziat krajowy (NUTS): Zurich (CH040)
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Kraj: Szwajcaria

2.1.4. Informacje ogdlne
Informacje dodatkowe: Sonstige Anforderungen Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife
des Projektes sowie die Verfligbarkeit der Kredite.
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia
Powody wykluczenia zrédta: Dokumenty zamowienia

5. Czes¢ zamowienia

5.1. Czes$¢ zamowienia: LOT-0000
Tytut: Integrierter UHV-Cluster fur gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von
Dunnschichten
Opis: Das Laboratorium fur Anorganische Chemie der ETH Zurich plant die Beschaffung eines
integrierten UHV-Clusters flr gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von
Heterostrukturen aus Oxid- und Metallschichten. Das System soll die Materialsynthese auf
Oxidsubstraten mit einer Flache von bis zu 10 x 10 mm2 ermdglichen. Es soll aus einer PLD-
Kammer, einer Sputterkammer, einer zentralen UHV-Transferkammer und einer
Schleusenkammer fur den Austausch von Proben und PLD-Targets bestehen, ohne die
Prozesskammern zu beliften. Alle Kammern mussen Basisdricke unter 1 x 10-7 mbar
aufweisen. Die PLD-Kammer muss mit einem KrF-Excimerlaser und in-situ Hochdruck-
RHEED ausgestattet sein und fur routinemassiges epitaktisches Oxidwachstum bei hohen
Temperaturen um 1100 °C geeignet sein. Die Sputterkammer muss DC- und RF-
Magnetronsputtern von Metall- und Oxidschichten ermdglichen, einschliesslich reaktivem
Sputtern in Ar/O#-Atmospharen, mit Substratheizung bis mindestens 700 °C unter
Verwendung eines Probentragersystems, das mit der PLD-Kammer kompatibel ist. Das
System muss den Probentransfer zu einem externen UHV-Transferkoffer ermdglichen und
UHV-kompatible Ports fur die zuklnftige Erweiterung des Clusters vorsehen. Fur weitere
Details siehe Spezifikationsdokument.

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamowienia: Dostawy
Gtéwna klasyfikacja (cpv): 38000000 Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjgtkiem
szklanego)
Opcije:
Opis opcji: gemass Ausschreibungsunterlagen

5.1.2. Miejsce realizacji
Miejscowos¢: Zurich ETH Honggerberg
Kod pocztowy: 8093
Podpodziat krajowy (NUTS): Zirich (CH040)
Kraj: Szwaijcaria

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Inny okres: Nieznany

5.1.4. Wznowienie
Maksymalna liczba wznowien: 0
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5.1.6. Informacje ogdlne
Zastrzezony udziat:
Udziat nie jest zastrzezony.
Nalezy podac¢ imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe cztonkéw personelu
wyznaczonych do realizacji zaméwienia: Jeszcze nie wiadomo
Projekt zaméwienia niefinansowany z funduszy UE
Zamowienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zamoéwien rzgdowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji
Zrédta kryteridow wyboru: Dokumenty zaméwienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Jakosé
Opis: Zuschlagskriterien
Opis stosowanej metody, jezeli nie mozna przypisa¢ wagi kryteriom: Die Zuschlagskriterien
sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11. Dokumenty zamoéwienia
Dostep do niektérych dokumentéw zamdwienia jest zastrzezony
Informacje o zastrzezonych dokumentach sg dostepne pod adresem: https://www.simap.ch/de
/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Kanat komunikacji ad hoc:
Nazwa: Simap.ch

5.1.12. Warunki udzielenia zaméwienia
Warunki zgtoszenia:
Zgtoszenie elektroniczne: Dozwolone
Adres na potrzeby zgtoszenia: https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Jezyki, w ktérych mozna sktadac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu: angielski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Dozwolone
Oferenci moga ztozy¢ wiecej niz jedng oferte: Niedozwolone
Termin skfadania ofert: 12/07/2026 18:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas
Srodkowoeuropejski letni
Okres, przez ktory oferta musi pozosta¢ wazna: 180 Dni
Warunki zaméwienia:
Wykonanie zamowienia musi odbywac sie w ramach programéw zatrudnienia chronionego:
Jeszcze nie wiadomo
Warunki dotyczgce realizacji zamowienia: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf
simap.ch
Fakturowanie elektroniczne: Wymagane
Stosowane bedg zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane bedg ptatnosci elektroniczne: tak
Zasady finansowe: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupow:
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Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Bundesverwaltungsgericht
Informacje o terminach odwofania: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfigung kann
gemass Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes uber das offentliche Beschaffungswesen (B6B)
innert 20 Tagen seit Eroéffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und
hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der
beschwerdefuhrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden
Verfigung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die Bestimmungen des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) Uber den Fristenstillstand finden gemass Art. 56 Abs.
2 BOB keine Anwendung.
Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia: ETH Zirich - Abt. Procurement & Export Services

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: ETH Zurich - Abt. Procurement & Export Services
Numer rejestracyjny: 894f1883-0c3c-42a8-b58c-ef232d567cf1
Adres pocztowy: Binzmuhlestrasse 130
Miejscowos$¢: Zurich
Kod pocztowy: 8092
Podpodziat krajowy (NUTS): Zirich (CH040)
Kraj: Szwaijcaria
E-mail: publictender@ethz.ch
Telefon: +41446321111
Adres strony internetowej: https://www.ethz.ch
Role tej organizaciji:
Nabywca
Organizacja udzielajgca dodatkowych informaciji na temat postepowania o udzielenie
zamowienia

8.1. ORG-0002
Oficjalna nazwa: Bundesverwaltungsgericht
Numer rejestracyjny: BVGER
Adres pocztowy: Postfach
Miejscowos¢: St. Gallen
Kod pocztowy: 9023
Podpodziat krajowy (NUTS): St. Gallen (CHO055)
Kraj: Szwajcaria
E-mail: info@bvger.admin.ch
Telefon: +41584652626
Adres strony internetowej: https://www.bvger.ch
Role tej organizaciji:
Organ odwotawczy

8.1. ORG-0003
Oficjalna nazwa: Simap.ch
Numer rejestracyjny: CHOO1
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Adres pocztowy: Holzikofenweg 36

Miejscowosc¢: Bern

Kod pocztowy: 3003

Podpodziat krajowy (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Kraj: Szwajcaria

E-mail: support@simap.ch

Telefon: +41584646388

Adres strony internetowej: https://www.simap.ch
Role tej organizaciji:

TED eSender

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: 757d032f-7cb1-4bbe-8b0d-3d39d0a37fc9 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o zamowieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy
Podrodzaj ogtoszenia: 16

Ogtoszenie — data wystania: 01/06/2026 02:25:55 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski,
czas srodkowoeuropejski letni

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: niemiecki, francuski,
angielski

Numer publikacji ogtoszenia: 377893-2026

Numer wydania Dz.U. S: 104/2026

Data publikacji: 02/06/2026
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